
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
潮解性を有する材料にてなる光学素子を備えたフーリエ変換赤外分光光度計において、
前記光学素子を収容し

に水分を結露させて 外部に放出させる乾燥ユニット を備えたこと
を特徴とするフーリエ変換赤外分光光度計。
【請求項２】
前記乾燥ユニットの前記冷却部 ペルチェ素

ある請求項１に記載のフーリエ変換赤外分光光度計。
【請求項３】
前記乾燥ユニットの電源ラインはこのフーリエ変換赤外分光光度計自体の駆動用電源ライ
ンとは別ラインとした請求項２に記載のフーリエ変換赤外分光光度計。
【請求項４】
前記室内には、さらに乾燥剤が配置されている請求項１から３のいずれかに記載のフーリ
エ変換赤外分光光度計。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、潮解性を有する材料にてなる光学素子を備えたフーリエ変換赤外分光光度計（
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機能させる密閉室と、前記密閉室の内側に冷却部、その外側に加熱
部が配置され、前記冷却部の表面と前記加熱部の表面とを吸着材を介して連通し、前記冷
却部 前記吸着剤を経て と

及び前記加熱部は 子の冷却側の面及び加熱側の
面で



以下、ＦＴＩＲという）に関し、さらに詳細にはその光学素子を収容している室の水蒸気
の除去に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ＦＴＩＲの干渉計には、ビームスプリッタなどの光学素子においてＫＢｒなど、潮解性（
空気中の水分を吸収して溶解する性質）を有する光学材料が用いられている。したがって
、この光学材料が潮解してしまうのを防ぐために、そのような光学素子を含む干渉計を密
閉室内に収容するとともに、その室内には水蒸気を除去しうるシリカゲル等の乾焼剤を内
蔵している。
【０００３】
ところで、一般の乾燥剤は水蒸気の吸収量が増加するとともに、吸湿能力が低下してくる
ので、定期的に乾焼剤を交換することにより、一定の吸湿性能を保っている。
【０００４】
上述したようなＦＴＩＲでは、乾操剤を交換するときに密閉室内に外気が侵入するので、
湿度の高い部屋では交換作業をすることができず、いちいち湿度の低い場所に移動しなけ
ればならない。
【０００５】
また、定期的に乾操剤を交換することは煩わしいものであり、装置を頻繁に使用するにも
かかわらず長期間の間、乾燥剤の交換作業を怠ると光学素子を潮解させてしまうことにも
なりかねない。
【０００６】
そこで、潮解性を有する光学材料を用いたＦＴＩＲで乾燥剤の交換作業を低減することを
目的として、  潮解性を有する光学材料と赤外光源用ヒータとを使用する干渉計を入れた
密閉室で、赤外光源用ヒータの近傍に乾燥剤を入れた箱体を配置し、この箱体には、大気
側と連通する第１開口及び密閉室と連通する第２開口とを設け、この２つの開口のいずれ
か片方のみを開くようにする連動弁を備えたものが提案されている（特許文献１参照）。
そこでは、ＦＴＩＲの赤外光源用ヒータの熱を利用してＦＴＩＲ使用中に同時に乾燥剤を
再生するため、箱体の連動弁をＦＴＩＲ使用中は大気側の第１開口が開くようにし、ＦＴ
ＩＲ停止中は密閉室側の第２開口を開くようにしている。
【０００７】
【特許文献１】
特開平１０－２５３４５４号公報（請求項１、第１１，１２段落、図１）
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、特許文献１により提案されている方法とは別の方法により、このような課題を
解決し、乾燥剤の交換の手間を不要とするか又は低減することができるようにしたＦＴＩ
Ｒを提供することを目的とするものである。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明のフーリエ変換赤外分光光度計は、潮解性を有する材料にてなる光学素子を備えた
フーリエ変換赤外分光光度計において、前記光学素子を収容し

に水分を結露させて 外部に
放出させる乾燥ユニット を備えたことを特徴とする。
そのような乾燥ユニットの一例は、その冷却部にペルチェ素子を備えたものである。
【００１０】
冷却部にペルチェ素子を備えた乾燥ユニットの場合、ペルチェ素子の冷却側が光学素子を
収容している室の内部側、ペルチェ素子の加熱側がその室の外部に面するようにして、そ
の乾燥ユニットが光学素子を収容している室に取り付けられる。冷却部はペルチェ素子の
冷却側に接してその室の内部に設けられる。
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機能させる密閉室と、前記
密閉室の内側に冷却部、その外側に加熱部が配置され、前記冷却部の表面と前記加熱部の
表面とを吸着材を介して連通し、前記冷却部 前記吸着剤を経て

と



【００１１】
ペルチェ素子を通電すると、その室の内部のペルチェ素子に接している冷却部に結露が起
こる。ここで結露した水分は例えば、別途の吸着材を通ってその室の外部にあるペルチェ
素子の加熱側に運ばれて、そこで水蒸気となって外部に放出される。したがって、その室
内の水分は減少し、結果としてその室内の湿度は低湿度に保たれる。
【００１２】
この乾燥ユニットの電源ラインは装置の内部又は外部で装置駆動と別ラインを設けること
により、装置を使用しない間も稼動させることができる。
また乾燥ユニットの電源ラインに表示灯を設けることで乾操ユニットの稼動状況を確認す
ることができる。
【００１３】
また、光学素子を収容している室内に乾燥ユニットの他に従来のように乾燥剤を配置して
おいてもよい。その場合、乾燥ユニットが設けられているために乾燥剤への水分吸収が抑
えられ、吸着剤の交換頻度が減少する。また、停電時など、乾燥ユニットの作動が停止し
た場合にも光学素子を収容している室内を乾燥状態に維持することができるようになる。
このように、本発明により、乾燥剤の交換が不要か、又は吸着剤交換の手間が減少する。
【００１４】
【発明の実施の形態】
図１は本発明の一実施例であるＦＴＩＲの干渉計部分を概略的に表した断面図を示す。
図において、１は干渉計を収容する密閉室で、密閉室１内には赤外光源２、干渉計の一例
としてのマイケルソン干渉計１１が配置されている。干渉計１１はビームスプリッタ３を
含んでおり、ビームスプリッタ３は潮解性を有する光学材料であるＫＢｒを用いている。
【００１５】
密閉室１外には、密閉室１内の干渉計１１で分光された赤外線の光路上に測定対象試料９
が配置され、測定対象試料９を透過した赤外線を検出するために赤外検出器１０が配置さ
れている。
【００１６】
密閉室１内を乾燥状態に保つために、ペルチェ素子を備えた乾燥ユニット５が設けられて
いる。乾燥ユニット５において、６はペルチェ素子の冷却側、７はペルチェ素子の加熱側
であり、冷却側６は密閉室１の内側に配置され、加熱側７は密閉室１の外側に配置されて
いる。８は水分の吸着材で、毛細管現象によってペルチェ素子の冷却側６から加熱側７に
水分を運ぶように配置されており、冷却側６から水分を吸着して密閉室１の外側に運び、
密閉室１の外側でペルチェ素子の加熱側７で加熱されることにより水分を放出するもので
ある。このような乾燥ユニットとしては、例えば「ドライ・キャビ」（登録商標）（トー
リ・ハン株式会社の製品）の名称で販売されているものを使用することができる。
密閉室１内には、さらにシリカゲルなどの乾燥剤４も配置されている。
【００１７】
この実施例において、乾燥ユニット５のペルチェ素子に通電することによって、密閉室１
内の水分は密閉室１内の冷却側に接する冷却部に結露する。その結露した水分は、吸着材
８を通って密閉室１外の加熱側７に運ばれ、加熱側７で加熱された水分は蒸発して外部に
放出される。この原理により干渉計１１が収容されている密閉室１内部の水分は減少して
いき、結果として湿度が下がる。
【００１８】
乾燥剤４は必須ではないが、この実施例のように乾燥剤４をさらに設けた場合には、密閉
室１内部の乾燥状態をさらに確実にすることができる。例えば、乾燥ユニットの能力が低
い場合や、乾燥ユニット５が停電などにより動作を停止した場合にも乾燥剤４により密閉
室１内部の乾燥状態を維持することができる。
【００１９】
【発明の効果】
本発明に係るＦＴＩＲでは、潮解性を有する材料にてなる光学素子を収容している室に、
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その室内に設けた冷却部に水分を結露させて外部に放出させる乾燥ユニットを備えたので
、その乾燥ユニットを連続稼動させることでその室内の湿度を低湿度に保つことができる
。
その結果、通常の乾燥剤を設けなくすることもでき、その場合には乾燥剤の交換は不要と
なる。
また乾燥剤と併用した場合には、乾燥ユニットの能力が低い場合でも、乾焼剤の交換頻度
を下げることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例であるＦＴＩＲの干渉計部分を示す概略構成図である。
【符号の説明】
１　　　密閉室
２　　　赤外光源
３　　　潮解性光学材料
４　　　乾燥剤
５　　　乾燥ユニット
６　　　ペルチェ冷却側
７　　　ペルチェ加熱側
８　　　吸着材
９　　　測定対象試料
１０　　　赤外検出器
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